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【年通号数】公開・登録公報2012-048
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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月16日(2015.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１材料で構成された第１の筒型構造体と、
　前記第１材料と異なる第２材料で構成された第２の筒型構造体と、
　を備え、
　前記第２の筒型構造体は前記第１の筒型構造体の内部に配置され、
　第１の磁場での前記第１材料の比透磁率は、前記第１の磁場での前記第２材料の比透磁
率よりも高いことを特徴とする磁気シールド。
【請求項２】
　前記第１の磁場よりも弱い第２の磁場での前記第１材料の比透磁率は、前記第２の磁場
での前記第２材料の比透磁率よりも低いことを特徴とする請求項１に記載の磁気シールド
。
【請求項３】
　前記第１の磁場は、前記磁気シールドが設置される環境の磁場であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の磁気シールド。
【請求項４】
　前記第２の磁場は、前記第１の筒型構造体と前記第２の筒型構造体との間の磁場である
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の磁気シールド。
【請求項５】
　更に、第３の筒型構造体を備え、
　前記第３の筒型構造体は前記第２の筒型構造体の内部に配置されていることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか一項に記載の磁気シールド。
【請求項６】
　前記第１の磁場よりも弱い第２の磁場での前記第１材料の比透磁率は、前記第２の磁場
での前記第２材料の比透磁率よりも低く、
　更に、第３材料で構成された第３の筒型構造体を備え、
　前記第３の筒型構造体は前記第２の筒型構造体の内部に配置され、
　前記第２の磁場よりも弱い第３の磁場での前記第２材料の比透磁率は、前記第３の磁場
での前記第３材料の比透磁率よりも低いことを特徴とする請求項１に記載の磁気シールド
。
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【請求項７】
　前記第３の磁場は、前記第２の筒型構造体と前記第３の筒型構造体との間の磁場である
ことを特徴とする請求項６に記載の磁気シールド。
【請求項８】
　第１材料で構成された第１の筒型構造体と、
　第１材料と異なる第２材料で構成された第２の筒型構造体と、
　を備え、
　前記第２の筒型構造体は前記第１の筒型構造体の内部に配置され、
　前記第１材料の比透磁率が最大となる磁場は、前記第２材料の比透磁率が最大となる磁
場よりも強いことを特徴とする磁気シールド。
【請求項９】
　前記第１材料の比透磁率は、前記第１材料の比透磁率が最大となる磁場よりも強い磁場
の際に、前記第２材料の比透磁率よりも大きいことを特徴とする請求項８に記載の磁気シ
ールド。
【請求項１０】
　材料ごとに磁場の強さに対する比透磁率を記憶した記憶手段を備えたコンピューターに
、
　磁気シールドが設置される環境の磁場の強さを特定する特定手段と、
　前記記憶手段の記憶内容を参照して、前記特定手段によって特定された磁場の強さに対
して最も高い比透磁率を示す材料を、磁気シールドの第１の筒型構造体の材料である第１
材料として選定する第１選定手段と、
　前記第１選定手段によって選定された前記第１材料を用いて前記第１の筒型構造体を製
造した場合において、当該第１の筒型構造体と、当該第１の筒型構造体の内部に配置され
る第２の筒型構造体と、の間の領域における磁場の強さを推算する推算手段と、
　前記記憶手段の記憶内容を参照して、前記推算手段によって推算された磁場の強さに対
して最も高い比透磁率を示す材料を、前記第２の筒型構造体の材料である第２材料として
選定する第２選定手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　特定手段が、磁気シールドの設置される環境の磁場の強さを特定し、
　第１選定手段が、材料ごとに磁場の強さに対する比透磁率を記憶した記憶手段の記憶内
容を参照して、前記特定手段によって特定された磁場の強さに対して最も高い比透磁率を
示す材料を、磁気シールドの第１の筒型構造体の材料である第１材料として選定し、
　推算手段が、前記第１選定手段によって選定された前記第１材料を用いて前記第１の筒
型構造体を製造した場合において、当該第１の筒型構造体と、当該第１の筒型構造体の内
部に配置される第２の筒型構造体と、の間の領域における磁場の強さを推算し、
　第２選定手段が、前記記憶手段の記憶内容を参照して、前記推算手段によって推算され
た磁場の強さに対して最も高い比透磁率を示す材料を、前記第２の筒型構造体の材料であ
る第２材料として選定する
　ことを特徴とする前記磁気シールドの材料の選定方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、第１材料で構成された第１の筒型構造体と、前記第１材料と異なる第２材料
で構成された第２の筒型構造体と、を備え、前記第２の筒型構造体は前記第１の筒型構造
体の内部に配置され、第１の磁場での前記第１材料の比透磁率は、前記第１の磁場での前
記第２材料の比透磁率よりも高いことを特徴とする磁気シールドを提供する。この構成に
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よれば、共通の材料で構成された磁気シールドや、異なる材料を用いていても、その比透
磁率に注目せずに製造された磁気シールドに比較して、高い効率で磁場の遮蔽をする磁気
シールドを提供することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　また本発明は、前記第１の磁場よりも弱い第２の磁場での前記第１材料の比透磁率は、
前記第２の磁場での前記第２材料の比透磁率よりも低いことを特徴とする。
　また本発明は、前記第１の磁場は、前記磁気シールドが設置される環境の磁場であるこ
とを特徴とする。
　また本発明は、前記第２の磁場は、前記第１の筒型構造体と前記第２の筒型構造体との
間の磁場であることを特徴とする。
　また本発明は、更に、第３の筒型構造体を備え、前記第３の筒型構造体は前記第２の筒
型構造体の内部に配置されていることを特徴とする。この構成によれば、層が２つ以下の
磁気シールドに比べて、高い効率で磁場の遮蔽をする磁気シールドを提供することができ
る。
　また本発明は、前記第１の磁場よりも弱い第２の磁場での前記第１材料の比透磁率は、
前記第２の磁場での前記第２材料の比透磁率よりも低く、更に、第３材料で構成された第
３の筒型構造体を備え、前記第３の筒型構造体は前記第２の筒型構造体の内部に配置され
、前記第２の磁場よりも弱い第３の磁場での前記第２材料の比透磁率は、前記第３の磁場
での前記第３材料の比透磁率よりも低いことを特徴とする。この態様において、前記第３
の磁場は、前記第２の筒型構造体と前記第３の筒型構造体との間の磁場であることを特徴
としてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また本発明は、第１材料で構成された第１の筒型構造体と、第１材料と異なる第２材料
で構成された第２の筒型構造体と、を備え、前記第２の筒型構造体は前記第１の筒型構造
体の内部に配置され、前記第１材料の比透磁率が最大となる磁場は、前記第２材料の比透
磁率が最大となる磁場よりも強いことを特徴とする。
　また本発明は、前記第１材料の比透磁率は、前記第１材料の比透磁率が最大となる磁場
よりも強い磁場の際に、前記第２材料の比透磁率よりも大きいことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また本発明は、材料ごとに磁場の強さに対する比透磁率を記憶した記憶手段を備えたコ
ンピューターに、磁気シールドが設置される環境の磁場の強さを特定する特定手段と、前
記記憶手段の記憶内容を参照して、前記特定手段によって特定された磁場の強さに対して
最も高い比透磁率を示す材料を、磁気シールドの第１の筒型構造体の材料である第１材料
として選定する第１選定手段と、前記第１選定手段によって選定された前記第１材料を用
いて前記第１の筒型構造体を製造した場合において、当該第１の筒型構造体と、当該第１
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の筒型構造体の内部に配置される第２の筒型構造体と、の間の領域における磁場の強さを
推算する推算手段と、前記記憶手段の記憶内容を参照して、前記推算手段によって推算さ
れた磁場の強さに対して最も高い比透磁率を示す材料を、前記第２の筒型構造体の材料で
ある第２材料として選定する第２選定手段、として機能させるためのプログラムを提供す
る。この構成によれば、共通の材料で構成された磁気シールドや、異なる材料を用いてい
ても、その比透磁率に注目せずに製造された磁気シールドに比較して、高い効率で磁場の
遮蔽をする磁気シールドを製造するために必要な材料の選定を、コンピューターに行わせ
ることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また本発明は、特定手段が、磁気シールドの設置される環境の磁場の強さを特定し、第
１選定手段が、材料ごとに磁場の強さに対する比透磁率を記憶した記憶手段の記憶内容を
参照して、前記特定手段によって特定された磁場の強さに対して最も高い比透磁率を示す
材料を、磁気シールドの第１の筒型構造体の材料である第１材料として選定し、推算手段
が、前記第１選定手段によって選定された前記第１材料を用いて前記第１の筒型構造体を
製造した場合において、当該第１の筒型構造体と、当該第１の筒型構造体の内部に配置さ
れる第２の筒型構造体と、の間の領域における磁場の強さを推算し、第２選定手段が、前
記記憶手段の記憶内容を参照して、前記推算手段によって推算された磁場の強さに対して
最も高い比透磁率を示す材料を、前記第２の筒型構造体の材料である第２材料として選定
することを特徴とする前記磁気シールドの材料の選定方法を提供する。この構成によれば
、共通の材料で構成された磁気シールドや、異なる材料を用いていても、その比透磁率に
注目せずに製造された磁気シールドに比較して、高い効率で磁場の遮蔽をする磁気シール
ドを製造するために必要な材料の選定をすることができる。
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